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Projektseminar 

Interferometrische Messverfahren haben sich zahlreich in der industriellen Mess- und Kalibriertechnik sowie in 
der Präzisionsfertigung von optischen Bauteilen oder Halbleiterbauelementen etabliert. Ihr Einsatz ist in der 
Regel jedoch auf Grund der Baugröße von konventionellen Interferometersystemen begrenzt. Weiterhin stellen 
Interferometer noch immer preisintensive, manuell gefertigte Präzisionsbaugruppen dar, deren Einsatz 
ökonomisch nur für Nischenanwendungen in der Hochtechnologie gerechtfertigt ist. 

Ziel im Projekt ist es, durch die Entwicklung neuer Verfahren 
und Methoden zum Aufbau und der Verbindung von 
optischen Bauteilen eine massentaugliche Fertigung und die 
deutliche Miniaturisierung von Interferometern, bei 
gleichzeitiger Beibehaltung der exzellenten messtechnischen 
Eigenschaften, zu realisieren. 
Unter anderem sind folgende Teilaufgaben zu bearbeiten: 
- Literatur- und Patentrecherche zum Stand der Technik, 

insbesondere zur Herstellungstechnologie der 
Teilerplatten 

- Aufbau eines Messplatzes zur Untersuchung verschiedene
r  Interferometer und Tripelprismen 

- Entwurf einer fertigungs-, montage und justage- 
gerechten Konstruktion 

- Untersuchung der LWL-Abtastung: 2 bzw. 3 Fasern 
- Abtastelektronik (120°) mit Eignung für hohe  

Verfahrgeschwindigkeiten (2m/s) 
- Dokumentation 
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